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TECHNISCHES GEBIET PER ERFINDUNG 

Diese Erfindung bezieht sich auf eine stereolithographische 
Vorrichtung, wie sie im Oberbegrif f des Anspruches 1 definiert 
1st, und auf ein Verfahren, wie es im Oberbegrif f des 
Anspruches 9 definiert ist . 

Eine stereolithographische Vorrichtung und ein Verfahren wie 
oben erwahnt sind aus der WO-A-9 1/12 120 bakannt . Dieses Doku- 
ment beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Bilden 
eines dreidimehsionalen korperlichen Gegenstands durch Belich- 
ten auf einanderf olgender Schichten eines flussigen Materials 
mit einer vertikal beweglichen Energiequelle . Die Vorrichtung 
enthalt eine feste Tragerplatte, die in einem Behaltrer angeord- 
net ist, wobei die Fliissigkeit auf auf einanderf olgend hdhere 
Pegel im Behalter oberhalb der Platte ausgegeben wird. In einer 
Aus fiihrungs form wird Fliissigkeit von einem Speicherbehaiter un- 
terhalb der Platte einem oberen Abschnitt des Behalters ober- 
halb der Platte mittels eines im Speicherbehalter angeordneten 
expandierbaren Elements zugefiihrt. Entweder allein oder in Kom- 
bination mit dem expandierbaren Element kann oberhalb der 
Platte ein vertikal beweglicher Flussigkeits spender vorgesehen 
sein. Die Energiequelle enthalt einen Laser , ein optisches 
Fokussierungs system und einen Abtastkopf, urn einen Laserstrahl 
so zu orientieren, dafl ausgewahlte Abschnitte auf einanderf ol- 
gender Schichten des flussigen Mediums verfestigt werden . 

HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

Die Stereolithographie ist ein ProzeB, durch den dreidimen- 
sionale Gegenstande aus diinnen Schichten von geharteten oder 
ausgeharteten flussigen Polymeren hergestellt werden. Die fliis- 
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sigen Polymere oder Harze werden wahlweise durch eine intensive 
Lichtquelle mit geeigneter Wellenlange gehartet. Typischerweise 
wird zum Harten des fliissigen Polymers ein Ultraviolett-Laser 
(UV-Laser) , ein Argonionen-Laser oder ein Laser anderen Typs 
verwendet. Der jeweilige Laser wird durch einen x-y-Scanner, 
der typischerweise Daten fur computergestiitzten Entwurf ("CAD"- 
Daten) interpret iert, auf einen diinnen Film des Polymers 
gerichtet* Die CAD-Daten reprasentieren in mathematischer Weise 
die Form des zu erzeugenden Gegenstands als Reihe von aufeinan- 
derfolgenden diinnen Schichten von Plattchen, typischerweise xnit 
einer Dicke von 1/100 Zoll. Der Gegenstand kann dadurch erzeugt 
werden, dafl Abschnitte eines Harzfilms, die der ersten Schicht 
des Gegenstands entsprechen, ausgehartet werden, dafl die 
gehartete Schicht mit einem gleichmaJ3igen dunnen fliissigen Film 
beschichtet wird und daJ3 Abschnitte des zweiten Films, die dem 
nachsten Plattchen des Gegenstands entsprechen, ausgehartet 
werden, Dieser Prozefl wird solange wiederholt, bis jedes Platt- 
chen des Model Is als eine Schicht des geharteten Polymers 
hergestellt 1st. Das durch die Stereolithographie erzeugte 
Modell kann fiir die Priifung und die Bewertung von konstruktiven 
Entwiirfen, fiir Bearbeitungs zwecke und fiir Fertigungsanwendungen 
mit niedriger Stiickzahl verwendet werden. 

Bekannte Vorrichtungen und Verfahren fiir stereolithographische 
Prozesse sind durch wenigstens zwei Eigenschaf ten begrenzt. 
Erstens begrenzt die Verwendung eines x-y-Scanners die 
Geschwindigkeit r mit der ein Lasers trahl einen Film aus fliis- 
sigem Harz abtasten kann, auf ungefahr 55 Zoll pro Sekunde. 
Diese Geschwindigkeit hat in Verbindung mit der hohen vertika- 
len Auflosung des Processes eine lange Herstellungsdauer und 
einen niedrigen Produktausstofi zur Folge, Zweitens begrenzt die 
Verwendung eines bestimmten Lasers als Beleuchtungsquelle den 
Typ des fliissigen Harzes, das iro System verwendet werden kann* 
Jedes Harz weist eine individuelle Reaktion auf verschiedene 
Wellenlangen der elektromagnetischen Strahlung auf. Typischer- 
weise kann jedes Harz nur durch einen einzigen Lasertyp gehar- 
tet werden. Dies hat zur Folge, dai3 die Harzzusairtmensetzung 
ohne teuere Hardware-Veranderungen kaum oder iiberhaupt nicht 



verandert werden kann* AuBerdem kdnnen nicht alle Strahlungs- 
wellenlangen als Laserlicht erzeugt werden. Dies schlieBt die 
Verwendung bestimmter Harze aus, da es keinen Laser gibt, um 
sie auszuharten. 

In der EP-A-0 450 762 sind eine Festkorperabbildungsvorrichtung 
und ein Festkorperabbildungsverf ahren beschrieben, mit denen 
ein einteiliger dreidimensionaler Gegenstand aus mehreren Quer- 
schicht-Abschnitten des Gegenstands erzeugt wird, indem aufein- 
t anderfolgende Schichten einer fliissigen, photoverf ormbaren Zu- 

sammensetzung gezielt mit einer chemisch wirksamen Strahlung 
belichtet werden. Die Vorrichtung enthalt ein GefaB, das die 
Zusammensetzung so enthalt, daB es eine freie Flache aufweist, 
sowie eine bewegliche Plattform, die innerhalb des GefaBes un- 
terhalb der freien Flache angeordnet ist. Ein Teil der Zusam- 
mensetzung wird iiber die freie Flache befordert, indem ein 
Spender an vorgegebene Positionen in einem Abstand von der 
Plattform abgesenkt und angehoben wird. Eine Rakel wird mit der 
iiber die freie Flache beforderten Zusannnensetzung in Kontakt 
gebracht und dann iiber die Plattform bewegt, um eine im kesent- 
lichen gleichmaBige Schicht der Zusammensetzung zu bilden. 

Das Dokument EP-A-0 391 529 beschreibt ein visuelles Anzeige- 
system mit einem raumlichen Lichtmodulator mit einzeln und 
J gleichzeitig steuerbaren Elementen. Jedes Element kann einen 

eainTfilnon T,i rbt-st-rah 1 prviPiigpn,. dpr auf einp An^igpf larhp gp- 
richtet wird. Es wird eine Quelle von zufallig polarisiertem 
Licht verwendet, um Licht auf den Modulator zu lehken. 

Das Dokument WO-A-89/09 6 87 bezieht sich auf ein System fur die 
Erzeugung von Prazisionskunststof f produkten durch die Polymeri- 
sation fliissiger Kunststoffe, wobei fokussierte Ultraviolett- 
Laserstrahlen verwendet werden, deren computergesteuerte Posi- 
tionierung relatiiv zu der Flache eines computergesteuerten ein- 
stellbaren Kolbens, der in den fliissigen Kunststoff eingetaucht 
ist, ermoglicht, daB das erzeugte gehartete Kunststoff produkt 
auf der Stirnflache des kolbens aufliegt, wenn innerhalb des 
fliissigen Kunststoffs die Prozesse der Prof ilierung des mittels 
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des compu ter ges t eue rt en Laserstrahls geschaffenen Produkts 
stattfinden. Das System ist besonders fur die Transformation 
eineg Computers of tware-Produktentwurfs in eine dreidimensio- 
nale, korperliche Kunststof f kopie geeignet. Das System hat eine 
Anwendung bei der Herstellung von reinen Kunststof fkredit- und 
-identif izierungskarten, Kunststof fmodellen von Gebauden, 
Spielwaren, Buchstaben, Zahlen, Werkzeugen, GieBformen und 
Pragestempeln. 

Es ist daher ein Bedarf an einer stereolithographischen Vor- 
richtung entstanden, die einen hohen ProduktausstoB zulaBt und 
die mit einem groBeren Bereich stereolithographischer Harze 
kompatibel ist. 

Die Aufgabe der Erfindung ist, eine schnelle, flexible und 
kostengiinstige stereolithographische Vorrichtung zu schaf fen, 
die besonders fiir die Herstellung groBer Modelle geeignet ist. 

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Gemafl der vorliegenden Erfindung wird die obige Aufgabe gelost 
durch eine stereolithographische Vorrichtung, die die Merkmale 
des Anspruches 1 besitzt. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird die obige Aufgabe ferner 
durch ein Verfahren zuro Bilden eines Modells aus gehartetem 
Harz gelost, das die Merkmale des Anspruches 9 besitzt. 

Besondere Ausfuhrungsf ormen der Erfindung sind in den Unter- 
anspriichen offenbart. 

bS wird eine stereolithographisschti Vu-ccicjliLuuy uf feiibarL , die 
versehen ist mit einer Wanne zur Aufnahme einer stereolithogra- 
phischen Fliissigkeit, einer Arbeitsirlache innerhalb der Wanne, 
einem Hubmechanismus zum Steuern des Niveaus der Fliissigkeit in 
der Wanne relativ zu der Arbeitsf lache, einer Beleuchtungs- 
quelle zum Aussenden von Strahlung und einer Vorrichtung mit 
verformbaren Kikrospiegeln. Die Beleuchtungsquelle sendet 
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Strahlung aus, die die Fliissigkeit hart en kann, wahrend die 
Vorrichtung mit verformbaren Mikrospiegeln die auftreffende 
Strahlung auf die Fliissigkeitsoberf lache reflektieren kann. 

Der erste technische Vorteil der offenbarten Erfindung ist 
deren Geschwindigkeit . Die raehreren Mikrospiegel, die die Vor- 
richtung mit verformbaren Mikrospiegeln umfassen, lessen die 
Hartung einer gesamten Harzschisht in einem einzigen Belich- 
tungsintervall zu. Diese Technik erlaubt einen viel grSBeren 
Durchss^.ts • 

Ein zweiter technischer Vorteil der Vorrichtung ist deren 
Flexibilitat . Es kann fast jede Beleuchtungsquelle mit der 
Vorrichtung mit verformbaren Mikrospiegeln verwendet werden. 
Die Beleuchtungsquelle kann daher an das jeweils verwendete 
Harz angepafit werden und kann sogar ein preiswerter Gluhlam- 
penkolben sein. 

Ein dritter technischer Vorteil der offenbarten Erfindung sind 
deren Kosten. Vorrichtungen mit verformbaren Mikrospiegeln sind 
derzeit in Massenproduktionsmengen bei Kosten weit unterhalb 
denjenigen eines x-y-Laserscanners erhaltlich. 

Ein vreiterer technischer Vorteil der Erfindung ist deren 
Eignung fur die Herstellung groBer Modelle. Es konnen viele 
Belichtungskopfe kombiniert werden, um eine grofle Schicht einer 
Fliissigkeit auszuharten, alternativ kann ein einzelner 
Belichtungskopf so positioniert werden, daB er die gleiche 
grofle Flache in wenigen Belichtungsintervallen aushartet. Die 
Auflosung bleibt indessen hoch. 

KtlRZBESCHREIBUNG DER Z E 1 CHNUNGEH 

Fur ein vollstandigeres Verstandnis der vorliegenden Erfindung 
und ihrer Vorteile wird nun auf die folgende Beschreibung Bezug 
genommen, die in Verbindung mit den beigellly Leu Z«ioluiung«n 
gegeben wird, in denen: 
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Fig. la bis le eine Folge von Schritten fiir die Erzeugung eines 
Modells unter Verwendung des stereolithographischen Prozesses 
veranschaulichen; 

Fig. 2 eine teilweise perspektivische, teilweise schematische 
Darsteliung eines Belichtungskopf es ist, der eine Ausfiihrungs- 
foxm der offenbarten Erfindung fiix die Verwendung in dem in den 
Fig, la bis le dargestelltien Proze/3 enthalt; 

Fig. 3 perspektivisch eine eine Flachenmatrix bildende Vorrich- 
tung mit verf ormbaren Mikrospiegeln, die in dem Belichtungskopf 
von Fig. 2 verwendet werden kann, darstellt; 



Fig. 4 scheraatisch darstellt , wie der Belichtungskopf von 
Fig. 2 mit ahnlichen Belichtungskopf en kombiniert werden kann, 
um die mogliche Modellgrofle zu erhohen; und 

Fig. 5 perspektivisch darstellt, wie der Belichtungskopf von 
Fig. 2 geschwenkt werden kann, um eine groflere FilmgroBe auszu- 
harten . 

GENAUE BESCHRE IBUNG DER ERFINDUNG 

Die bevorzugte Ausfiihrungsf orm der vorliegenden Erfindung und 
deren Vorteile werden am besten mit Bezugnahme auf die Fig. 1 
bis 4 der Zeichnungen verstandlich, wobei gleiche Bezugszeichen 
fiir gleiche oder entsprechende Telle der verschiedenen Zeich- 
nungen verwendet werden. 

Die Fig. la bis le zeigen eine Folge von Schritten fiir die Er- 
zeugung eines Modells unter Verwendung des stereolithographi- 
schen Prozesses. 

(a) Die stereolithographische Vorrichtung ("SLA") 10 enthalt 
eine Wanne 12 zur Aufnahme einer stereolithographischen Fliis- 
sigkeit 14 , eine Arbeitsf lache 16, einen Heber 18 fiir die 
Steuerung des Niveaus der Fliissigkeit relativ zur Arbeitsf lache 
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16 und einen Belichtungskopf 2 0 zum Ausharten ausgewahlter Ab- 
schnitte des Harzes , wie weiter unten genauer beschrieben wird. 
Die stereolithographische Fliissigkeit kann ein Harz oder ein 
Polymer sein, wie den Fachleuten wohlbekannt ist. Die SLA 10 
kann aufierdem eine Fliissigkeitsaufbringvorrichtung 22 umfassen, 
um eine gleichma/3ige Flussigkeitsdicke auf jeder Modellierungs- 
stuf e sicherzustellen. 

Im Betrieb wird ein diinner Fliissigkeitsf ilm auf die Arbeits- 
flache 16 beispielsweise durch Anheben des Hebers 18 innerhalb 
der Wanne 12 aufgebracht. Der Heber 18 bewirkt einen Anstieg 
der Fliissigkeit 14 durch Perf orationen 24 hindurch, wodurch auf 
der Arbeitsf lache 16 ein diinner Film gebildet wird. Der Belich- 
tungskopf 20 hartet dann ausgewahlte Abschnitte des fliissigen 
Films aus, indem er darauf elektromagnetische Strahlung rich- 
tet. Der Belichtungskopf 20 wird durch eine (in Fig. 2 ge- 
zeigte) Schaltungsanordnung gesteuert, die Daten des so zu 
model lierenden Gegenstands interpretiert . Die Daten reprasen- 
tieren den Gegenstand als eine Reihe von aufeinanderfolgenden 
diinnen Schicjhten oder Plattchen, die den Gegenstand ergeben, 
wenn sie ubereinandergestapelt sind. Typischerweise konnen 
Daten fiir computergestiitzten Entwurf (" CAD "-Daten) ganz leicht 
in aufeinanderf olgende Schichten oder Plattchen des zu erzeu- 
genden Mode lis umgesetzt warden. 



(b) Der Heber 18 bewegt sich emeut nach oben, um zu bewirken, 
dafi die Fliissigkeit 14 die vorher ausgehartete Schicht 26 

( "Werkstuck") r die auf der Arbeitsf lache 16 aufliegt, mit einem 
zweiten Fliissigkeitsf ilra bedeckt. Diese zweite Flussigkeits- 
schicht bedeckt sowohl die ausgeharteten als auch die nicht 
ausgeharteten Abschnitte der ersten Schicht. Auflerdem kann die 
Aufbringvorrichtung 22 eine geringe Fliissigkeitsmenge auf das 
Werkstiick 2 6 spriihen, um eine gleichmaflige Filmbeschichtung des 
Werkstiicks 26 sicherzustellen. Jeder Film besitzt eine Dicke 
von ungefahr 0,25 mm (1/100 Zoll) . 
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(c) Der Belichtungskopf 26 hartet die in Fig, lb aufgebrachte 
zweite Fliissigkeitsschicht aus, wie in Verbindung mit Fig, la 
beschrieben vorden ist. 

(d) Die Schritte in den Fig. la bis 1c werden dann so lange 
wiederholt, bis das vollstandige Teil 28 hergestellt worden 
ist . 

(e) Das vollstandige Teil 28 kann dann aus der SLA 10 entnom- 
men werden. Unter gewissen Bedingungen und bei Verwendung 
gewisser Flussigkeiten kann es notwendig sein, das Teil 2 8 vor 
seiner Verwendung in einem (nicht gezeigten) Ofen auszuharten, 

Eine SLA ahnlich derjenigen, die in den Fig. la bis le gezeigt 
ist, kann von 3D Systems Inc., Valencia, Ralifornien, oder von 
Quadrax Laser Technologies, Inc., Portsmouth, Rhode Island, 
erworben werden. Die SLA von 3D Systems verwendet einen HeCd- 
Laser mit einer Wellenlange von 325 run. Das 3D-System unter- 
scheidet sich von dem obenbeschriebenen ProzeJi. Es senkt 
sukzessi^re die Arbeitsf lache unter die Fiussigkeitsoberf ISche 
ab, anstatt die Fliissigkeit relativ zur Arbeits f IMche anzuhe- 
ben. Hier wird der gebildete Gegenstand lahgsam untergetaucht, 
wahrend er auf der Oberf lache der Fliissigkeit erzeugt wird. Die 
SLA von Quadrax Laser Technologies verwendet in* dem in Verbin- 
dung mit den Fig. la-lc beschriebenen ProzeB einen Argonioneri- 
Laser fur sichtbares Licht. Andere SLA-Entwurf singenieure ver- 
wenden Ultraviolett-Laser ( "UV W -Laser) , um stereolithographi- 
sche Flussigkeiten zu harten. 

Fig. 2 ist eine teilweise perspektivische, teilweise schemati- 
sche Darstellung eines Belichtungskopf s 20, der eine Ausfiih- 
rungsform der offenbarten Erfindung fur die Verwendung in dem 
in den Fig. la bis le dargestellten Prozefl enthalt. Der Belich- 
tungskopf 2 0 enthalt eine Beleuchtungsguelle 30, eine eine Fla- 
chenmatrix bildende Vorrichtung 32 mit ver f ormbaren Mikrospie- 
geln ("DMD"), zwei Linsen 34 und 36 und eine Steuerungschal- 
tungsanordnung 38. Die Beleuchtungsquelle 30 sendet eine Strah- 
lung aus, die eine bestiirante SLA-Fliissigkeit harten kann. Die 



Linse 34 beleuchtet die DMD 32 gleichmaJ3iger als dies ohne sie 
der Fall ware. Die Linse 36 fokussiert und vergroJ3ert das von 
der DMD 32 ref lektierte Licht auf die Arbeitsf lacho 16 (in den 
Fig. la-le gezeigt). Die DMD 32 ist eine elektrooptische Vor- 
richtung, die eine regelmaBige n x m- Matrix von Mikrospiegeln 
enthalt, die von Texas Instruments, Inc., Dallas, Texas, gefer- 
tigt wird. Jeder Spiegel kann elektronisch gesteuert werden, um 
auftref fende Strahlung langs eines von mehreren optischen Wegen 
zu reflektieren* In der bevorzugten Ausf iihrungsf orm enthalt die 
DMD 32 eine Matrix von bistabilen Spiegeln, d. h. es gibt zwei 
optische Wege fur jeden Spiegel. Die Beleuchtungsquelle 30, die 
DMD 32 und die Linsen 34 und 36 sind so positioniert , da/3 das 
von der Beleuchtungsquelle 30 auf der DMD 32 auftreffende Licht 
dann und nur dann, vrenn einer der beiden optischen Wege gewahlt 
ist, auf einen diinnen Film aus SLA— Harz fokussiert wird. Der 
optische Weg der von der Beleuchtungsquelle 30 ausgesendeten 
Strahlung ist durch die konvergierenden und divergierenden 
Strichlinien gezeigt. Jeder bistabile Spiegel auf der DMD 32 
wird durch die Schaltungsanordnung 38 gesteuert, die Daten von 
einera (nicht geseigten) Prozessor interpret iert . Die Schal- 
tungsanordnung 38 kann anderswo angeordnet sein oder vollstan- 
dig in einen eigenstandigen Prozessor integriert sein. Die 
Beleuchtungsquelle 30 kann an die in dem SLA-ProzeJ3 verwendete 
besondere stereolithographische Fliissigkeit angepaflt sein und 
konnte durch einen gewohnlichen Wolf rara-Halogen-Gluhlampenkol- 
ben oder durch eine beliebige Anzahl von Lasern fur sichtbares 
oder unsichtbares Licht gegeben sein. 

Fig. 3 zeigt perspektivisch eine eine Flachenmatrix bildende 
Vorrichtung 32 mit verf ormbaren Mikrospiegeln, die in dem Be- 
leuchtungskopf 20 von Fig. 2 gezeigt ist. Die DMD 32 umfai3t 
einen Korper 40 mit einer ebenen aktiven Flache 42 und einer 
Anzahl von elektrischen AnschluBstif ten 44. Die aktive Flache 
42 der DMD 32 kann eine n x m-Matrix von einzeln adressierba- 
ren, bistabilen Mikrospiegeln sein. Jeder Mikrospiegel ist 
typischerweise ein Quadrat oder ein Rhombus mit Seiten von 12 
bis 20 Mikrometern. Diese geringe GrdJ3e ermoglicht, dafl eine 
einzelne DMD mit einer Fuflflache von ungefahr 1290 mm 2 (2 
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Quadratzoll) iiber zwei Millionen einzeln adressierbare Spiegel 
beispielsweise in einer 1920 x 1080-Matrix besitzt. Diese 
geringe Mikrospiegelgro/3e erm5glicht, dafi der Belichtungskopf 
20 (in Fig. 2 gezeigt) in einem einzigen Belichtungsintervall 
eine Flache von 101 x 2 02 mm 2 (4x8 Quadratzoll) mit der glei- 
chen Auflosung, wie sie durch friihere x-y-Scanner/Laser-Beiich- 
tungskopfkombinationen erzielt wurde, aushartet. Typischerweise 
erzielen diese friiheren Belichtungskopf e Auflosungen von ± 
0 r 13 mm {± 0,005 Zoll) . In einem solchen Fall wiirde die Linse 
^ 36 von Fig, 2 das Bild der DMD 32 urn einen Faktor 4x — 6x ver- 

grofiern . 

Fig. 4 zeigt, wie mehrere Belichtungskopfe 20 kombiniert oder 
"kachelf ormig angeordnef* werden konnen, urn eine Flache von 
beispielsweise 203 x 406 mm (8 x 16 Quadratzoll) zu bedecken. 
Dies ermoglicht dem Benutzer, den gleichen hohen Auflosungs- 
grad, wie er in Verbindung mit Fig. 3 beschrieben worden ist, 
beizubehalten. In einer solchen gekachelten Konf iguration har- 
tet jeder Belichtungskopf 2 0 einen Quadranten des Filmharzes 
aus. Jeder Quadrant besitzt eine Flache von 101 x 202 mm 2 
(4x8 Quadratzoll). Bs konnen beliebig viele Belichtungskopfe 
20 kombiniert werden, um die maxima le Modellgrofle zu erhohen. 

Fig. 5 zeigt, wie ein einzelner Belichtungskopf 20 an einer 
) Positionierungsvorrichtung 46 mit zweidimensionaler Bewegungs- 

freiheit angebracht werden kann. Der einzelne Belichtungskopf 
20 kann dabei so beschaf fen sein, da£ er ein Harzplattchen aus- 
hartet , das groi3er als das projizierte Bild der DMD 32 (Fig. 2 
und 3) ist. Dadurch kann der Benutzer den gleichen hohen Auflo- 
sungsgrad, wie er in Verbindung mit Fig. 3 beschrieben worden 
ist, aufrechterhalten. Es ist in der Technik bekannt, dai3 Posi- 
tionierungsvorrichtungen, die in lithographischen Prozessen 
verwendet werden, Auflosungen besitzen, die rait denen des SLA- 
Prozesses vergleichbar sind* Diese Positionierungsvorrichtungen 
werden fur die Ausrichtung von Photomasken auf Siliciumwaf ern 
bei der Herstellung von Vorrichtungen wie etwa integrierten 
Schaltungen verwendet. 
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Obwohl die vorliegende Erfindung im einzelnen beschrieben 
worden ist, konnen selbstverstandlich verse hiedene Mderungen, 
Ersetzungen und Operationen vorgenonunen werden, ohne vom Umfang 
der Erfindung , wie er in den beigefiigten Anspriichen definiert 
ist, abzuweichen* 
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EP O 549 993 (92121770.9-2307) 



Patentansprilche 

1. Stereolithographische Vorrichtung (10) mit einer Wanne 
(12) 2ur Aufnahme einer stereo lithographischen Fliissigkeit 
(14), einer Arbeitsf lache (16) innerhalb der Wanne (12), 
eittem HUJ&inechanismus (X8) zum Steuern des Niveaus der Fliis- 
sigkeit in der Wanne (12) relativ zu der Arbeitsf lMche (16) , 
wobei die stereolithographische Vorrichtung gekennzeichnet 
ist durch wenigstens einen Belichtungskopf (20) , wobei jeder 
Belichtungskopf (20) eine Beleuchtungsquelle zum Aussenden 
einer Strahlung, die die Fliissigkeit harten kann, und eine 
eine Flachenmatrix bildende Vorrichtung (32) mit verform- 
barer Mikrospiegeln aufveist, die abhangig von angelegten 
Signalen in selektiver Weise die Strahlung zur Erzeugung 
eines Bildes auf die Oberf lache der Fliissigkeit (14) reflek- 
tiert- 

2. Stereolithographische Vorrichtung nach Anspruch l, ferner 
enthaltend eine Linse (36) zum Vergroflem des Bildes der 
eine Flachenmatrix bildenden Vorrichtung (32) mit verform- 
baren Mi3crospiegeln. 

3. Stereolithographische Vorrichtung nach Anspruch 1, ferner 
enthaltend eine Positionierungseinheit (46) zum Bewegen des 
Belichtungskopfs (20) in zwei Dimensionen. 



